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 � .��� E ���� F��;� (,�� 9��2� (��� .��	OB (�6������(��� !����  �� �����$"��# �.�� � �� 9  
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SEM/FIB��� Nova200 NanoLab � (� 9��/���� .�/�)��,$ (��� ����� ����� 9� ��� .�� �H��S �� (L���=
#  . ����  

 E7��� M� � (��B N��� (��� .��	OB �#�- �), (�6��	��� ��5)� 7�
������ �� ������ ��3�: 

  ���� 7��� �����6��	��� ���� 9)�- �� �6 N��#  

 � D- ���� ��5)  

 ��� 9��2��9 ��$)9 ��#�?�  

 ��� 9��2��9 (���� 

 ���� 	��U=�R��   

 K�# VWX� AFM 

 VWX� MEMS  
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 )0 ��,$).�/� ���=? D���(  �� ����)0  7�
�� E�H�� �����(��� !����  +��- �-�)!  �)�  N��� (��B � !��"#X������ 

�"� 9� (�6��	��� ����. 

 �6�����(  ��&����,$ ��).�/�  ��� ��S `�	OB ���Z ���"� �6 9����� ,�( ������( �� ���#��  .����D�2
# � =���. 

 �#�-(  .��P=� �=Q .��� 926 ��	=� � �*� E�I�� �����( 7��� M� �� 	���  ��I E��?)E: �$ ���� N��� ��  �� >6��?

.�=� 

  9�%#��� 9��2��9  ������ ��=)$�? ������
=(  !)�2S��7�=  ��� DX�H� 9� �=� �	�)a *��: ,�� D��* �)��� �=	O6. 

 ��#�� �/��( �)5���	 K × 4K4 -�DO
 � 7�
��)��5 - ��	��� � ��
���b�.� �# (�"� 9� � >6��? ��� �=�. 

 SPI- �/��(,�� ��# �)������(  7���26E ������	)U= $�?)�= "*�� 7��, ��� ��� ��( � ��	=���	� � >6��?� �=�. 

 9��B�� �#�- ���(  V�[� 9G���)7� ���	
�� �� ��# �)������( ����R26 93;� ��� �#�- �H��S ��� .��.  
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 	������� ��������SEM/FIB  ���Nova200 NanoLab  

 #���� ����������	  	����� �� 	
��
 	������� ��������SEM/FIB  ���Nova200 NanoLab  

 7�	������� ���	�� SEM  ������,�! �%� �=� �� E+���) �� 9S�c( S�=d��O� �A3* 0# E���#���H� ������ Schottky�=� E 

�1�� 60  9&��� .�� 4�B �1�� 9b)�  .  

• ��S �2I eA=� 12 .�� �2f#! ��� .��.  

 !����,� �� WD9=�%�  

-1.1 nm @ 15 kV (TLD-SE) 

- 2.5 nm @ 1 kV (TLD-SE) 

- 3.5 nm @ 500V TLD-SE 

- 5.5 nm @ 500 V TLD-BSE 

�#�- !����,�  

- 1.0 nm @ 30 kV STEM 

- 1.5 nm @ 15 kV (TLD-SE) 

- 2.0 nm @ 5 kV (TLD-SE) 

;?� g�I �h���H�  

 3.0 ���� �	� ����R26 93;� ���  �h���H �� :��3�) �#�-35 �2=B��� ������) �2� ��( (`�B��%Q  

 L�	�� N�	� :200  ���- 30 ���� ���  

 : N��- 7�)�&  20nA ��21 9�H��  
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 	������� ��������SEM/FIB  ���Nova200 NanoLab  

 In-lens SE detector (TLD-SE) 

 In-lens BSE detector (TLD-BSE) 

 Everhardt Thornley SED 

 IR-CCD 

 TV rate solid-state BSED 

 Direct Ion Detector (CDEM) 

 STEM detector 
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 	������� ��������SEM/FIB  ���Nova200 NanoLab  

  : Z*�# 7��,50 ���� �# 9���]1 9���] ����  

 11 presets + photo + snapshot  

  !����,� �#3584 x 3094  

 D)�? i�� TIFF (8 or 16 bit), BMP or JPEG   

 256  Y��	� N�*)� )9Q��R
 ,��(  
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 	������� ��������SEM/FIB  ���Nova200 NanoLab  

 4�� ���?� �����#�7�  (�����#)������( ����	� 

 ,��,�� ���?� 4��(  (�"� 9�  

� ����*� �%�� ,��-�����  	����� �� 	
��
 	������� ��������SEM/FIB  ���Nova200 NanoLab  

#���� ���  	���  

 7�	� )7� Magnum �� eA=� )7� �� ��?)e Ga 

  :eA=� �2I ��S1500 2f# �I���! ��� .��. 

 V�[� )��#� :7 ) �	�����5 	�� D��* �	��������� (��� 

 � g�I �h���H�7�� ;?�� :2.5 �����	2  ��5 ���� ����R26 93;� � ���� �6�#�-(  �h���H �� :��3�)50  �� 9A#��

�2�( (`�B��%Q 

 L�	�� N�	� :5 �# 30 ���� ��� 

 7�)�& N��- :21pA - 20 nA  ��15 9�H�� 

 Beam blanker standard - &��� ��	=� 7�
��� 

 � ����)>B��?� 15 9��B  

��
�. /�&�� � 01�  

 D*��H g�I Y� N��� )�#�- )E7� Pt :(50 	�� D��* �	��������� ���.  

 D*��H g�I Y� N��� )�#�- ����	
��E Pt :(20 	�� D��* �	��������� ���. 

  M� Y� g�I D*��H(Si)  <15	�� D��* �	��������� ���. 

 �h���H �AO� ��"�� j���� )Si j���� i�"� E500  :(�	�����10 :1 

 �h���H �AO� ��"�� j���� )Si j���� i�"� E500  E�	�����2XeFO���� 7,�� E��� :(20 :1 

 ��� [ (��c %#�9 9��2� TEM����	� :  50 – 100) �	�����30  �#50 	�� D��* �	��������� (���  

  



� 2�& ����� 	����'�� ��3�  

 !����,� K x 4K4 

 1 �/� �-DO
  

 D*��H Z*�# :100 ��� 9���]� 

 �h���H Z*�# :4 ���� ��]�9  

� 	���-�& ���%�  

 4�%8� �H��S GIS " Zero-collision " 

- ��	�C��(�6 ��8=� � �� ,�B�>	O �6( ��#): P=# D��* 9��B��&�> $ ��).�=   

-  �*����*(��B  ����� D��"# 7���μm 5   

-  ��	=�GIS ���( ����#��7� 

 �h���H �# 5 ��	�C�� ,�B (��� ��?�)^  M�)� N��� 

 !�-$ ,�B �2��  

- ��? ������( #W-�! 

- ��? ������( !	O/=# 

- �)��#+�� ) N���2SiO (- -�9	?�� ) M� ��?)�( 

- �)�+���7� -�9	?�� 	���� )2XeF( 

- 	���� �"#)Z 

- �� 	�� !���� )SCM( 

- !��� N��� 

- k��l ���� ���( ��# �����! m# ����� Y��# .���)� FEI  

"
��4 �� ,56��7� 

 Y��# �& ����2�)7� (� 9�H�� ��=I) UI( 

 Y��# ������	U=) "*�� 7��, ��� )Ion-beam SE image-pattern overlay( 

 Y��# �/�� ��# /)������( ���	�� )� 7���26 

  ���H ��SPI  
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 h=� Y��#�  .�==� ��� .�� .��� o��	�� (���7�)�&  ��), 

 �� .��8	�� ,� (�6�#�- ���	
�� �#�-� ���( �&)7�  >�  


�*�� +�� 

 ?��B ����� Y��� 4�%8��
� "Beam per quad" 

 �/��( �6( 	�-���A� �6 9A"& E9A"& Ep�3� :.��( "�[ �=Q E,���E �6 .�)��2# � E�� e3;� 7��� 

 �6�/��( =	A�� ��# ��)� .�� ���� 7�)�& � 

 9� ��S �;	O�> �?)D BMP ��� .�� ����(  N���$�"� 9�(  

 �	�-��A� �? ,�)D ���( " D*��H 7��,��
"P=# E�> ����R26 � �#�-� D;	O� 

 4�� ���?� �����#�7� AutoFIB ���( �=Q)! ��)� � �����,� )!�-$( 

 4�� ���?� ������ TEM ���( %#�9  9��2�TEM 	��) ���P� 7������((  

1�  ����(�)  	����� �� 	
��
 	������� ��������SEM/FIB  ���Nova200 NanoLab 

��(�) 9:1 

!c�� 7���  1x 240 l / s TMP  

 !c�� 7��� 1x PVP  

 x IGP 3 ��� D�)(  7�	� � 7��	
�� 7�	�)���( 

 9P8<�qW�  :>e-06 mbar 2.6 

7��, �� #9  :(+�� qW�)>5.0 *��9;  

 ,;<=� 

379 ���� ���� 9� KQ �	� 

 21 ���- 

5 �����	2  93;��*W# E  �I  �#�-= WD �<#���   

)��,9 ��! �6 7�	�(  � 7��	
��)7� :52 9&��  
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 	������� ��������SEM/FIB  ���Nova200 NanoLab 

 X = 50 mm  

 Y = 50 mm   
 Z = 25 mm   
 V�[� �h���H = 55 ���� �	� �#  93;����� ,� s��� 

 °-15 �#  +°60 T =  

 R = n x 360  

 D*��H 9�H�� :300 �	����� 

 )u-���
#�( �� ��@ 0  9&��v 2 ���	���
 

 u-���
#)�( �� ��@ 52  9&��v 4 ���	���
  

.� �����(�)  	����� �� 	
��
 	������� ��������SEM/FIB  ���Nova200 NanoLab 

 ?��B ����� Y����
� 32 ��	� � ��),��= 2000�� 9<8X E�E� ��� F���(E �& � .��P=� �=Q ��	=� D��-( 	���0 

	��)���(( 

 )�2�^ ��#)� :2 ��I LCD  18 �)b=�  ،SVGA 1280 x 1024 

1 ��� �
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 	������� ��������SEM/FIB  ���

Nova200 NanoLab 

 �	�-��A� R��� ,���#� 

 Y��� (����� �
��)�R ���( ����#� k��6��7� 

/
�$ ��� ��(�)  	����� �� 	
��
 	������� ��������SEM/FIB 

 ���Nova200 NanoLab 

 Blanker ���	
�� �#�-�  

 Omni probe 

 ��� � E9��2� .�����%/���  9��2� .�����%/�TEM   

 �J�A3� �� S2 - 02 – 03  

�@��A +%��	 �
�B  	����� �� 	
��
 	������� ��������SEM/FIB  ���Nova200 NanoLab 

 EDX 

 EBSP 

 ��L�� ����- 

 Nanomanipulator 

 ��>	O ��?��B�	�  
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 	������� ��������SEM/FIB  ���Nova200 NanoLab 

 ��$ ���?� 4����  ,� .��8	�� �� .���Web 

 4�� ���?� )�5#9 �<# ��D ��#)�  

���!� ���	  	����� �� 	
��
 	������� ��������SEM/FIB  ���Nova200 NanoLab 

 eA=� )�&�/)=� Ga-ion 

 ���� )�>B��?� ���(  � 7��	
�� 7�	�)7� 

 ,����
�$ CDEM 

 �)��2�� (�6,�B  

�C!�  ���*�  	����� �� 	
��
 	������� ��������SEM/FIB  ���Nova200 NanoLab 

  J�� k��� 7���� :230 ��� )-6٪E  +10٪(E w����? 50 )� 60 /+) �#�6- 1٪(E k��� J�� :>3.0 KVA ���( 

��
�
���
 �-)9  

 �<�Y��� :( 20 ± 3 9&�� �	���E���/ AO� ���S�� ,)� 80٪ RH� E�7�� S�=d��O� AC  L�	��>100nT a 

 E7���26>300 nT 7���26 

 g�I N�� :120 �	��� �	� 

 7,� :7�	� ��O=� 700 ��4�B�� 

  .���? ��64-6  ���- 2#�E�  7��� � 0��

!c�� 

 ��>	O Q��� 

 �	���$0 :> dBC60 

  

  

  


